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１．概要（Summary） 

本利用課題では、X線自由電子レーザー施設SACLA

において、我々の研究グループが開発したナノイメージン

グ法に特化した溶液試料ホルダを作製した。さらに、大型

放射光施設 SPring-8 で開発を進めている軟 X 線イメー

ジング装置の性能評価を目的として、テスト試料の作製と

評価を実施した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

・マスクアライナー（ミカサ MA-20） 

・反応性イオンエッチング装置（サムコ RIE-10NRV） 

・高分解能電界放射型走査型電子顕微鏡 

（日本電子 JSM-6700FT） 

 

【実験方法】 

1. 溶液試料ホルダの作製 

溶液試料ホルダの作製には半導体プロセス技術を応用し

た。具体的には、窒化ケイ素(SiN)薄膜が成膜されたシリ

コン基板上に、マスクアライナーを利用してパターニング

を行った。その後、水酸化カリウム水溶液によるウェットエ

ッチングを行うことによって、SiN 薄膜を X 線照射窓とした

溶液試料ホルダを作製した。その後、反応性イオンエッチ

ング装置により照射窓表面を洗浄した。 

 

2. テスト試料の作製 

直径 3 mm の TEM 用グリッドに形成された 100 m 角の

SiN 窓上に Pt を 50 nm 蒸着したのち、集束イオンビーム

加工観察装置で、“Hokkido Univ.”などの文字列を加工

した。所望の最小線幅である 100 nm 程度で加工できて

いるかを確かめるため、高分解能電界放出型走査型電子

顕微鏡（FE-SEM）を利用した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した溶液試料ホルダに生細胞や電池材料ナノ粒

子を封入し、SACLA において X 線レーザーナノイメージ

ング実験を行った。暫定的な解析の結果、他のイメージン

グ手法では可視化が困難な、溶液中試料の内部構造を

ナノ空間分解能で観察することに成功した(1)。テスト試料

を用いた軟 X 線イメージング実験も同様に実施し、

FE-SEM 像と一致する再構成像が得られた。つまり、開

発した装置はデザイン通りに機能していると考えられる。

得られた成果は、今後、論文化を進める。  
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